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Garantie

Das in diesem Dokument enthaltene
Material wird ochne Méangelgewahr
bereitgestellt. Anderungen in
nachfolgenden Ausgaben vorbehalten.
Dariiber hinaus iibernimmt Agilent im
gesetzlich maximal zulédssigen Rahmen
keine Garantien, weder ausdriicklich
noch stillschweigend, beziiglich dieses
Handbuchs und beliebiger hierin
enthaltener Informationen, inklusive
aber nicht beschrankt auf
stillschweigende Garantien hinsichtlich
Marktgangigkeit und Eignung fiir einen
bestimmten Zweck. Agilent iibernimmt
keine Haftung fiir Fehler oder beilaufig
entstandene Schaden oder
Folgesachschéaden in Verbindung mit
Einrichtung, Nutzung oder Leistung
dieses Dokuments oder beliebiger
hierin enthaltener Informationen. Falls
zwischen Agilent und dem Benutzer
eine separate schriftliche Vereinbarung
mit Garantiebedingungen beziiglich des
in diesem Dokument enthaltenen
Materials besteht, die zu diesen
Bedingungen im Widerspruch stehen,
gelten die Garantiebedingungen in der
separaten Vereinbarung.

Technologielizenzen

Die in diesem Dokument beschriebene
Hardware und/oder Software wird
unter einer Lizenz bereitgestellt und
kann nur gemaR der
Lizenzbedingungen verwendet oder
kopiert werden.
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Haupt- oder Untervertrags mit der US-
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.Commercial Computer Software”
gemaR der Definition in DFAR 252.227-
7014 (Juni 1995), als ,,Commercial
Item” gemal der Definition in FAR
2.101(a) oder als ,,Restricted Computer
Software” gemal der Definition in
FAR 52.227-19 (Juni 1987) oder einer
vergleichbaren behérdlichen Vorschrift
oder Vertragshestimmung

bereitgestellt und lizenziert. Die
Verwendung, Duplizierung oder
Weitergabe der Software unterliegt
den standardméaRigen, kommerziellen
Lizenzbedingungen von Agilent
Technologies, und Nicht-DOD-
Abteilungen und -Behérden der US-
Regierung unterliegen keinen
umfangreicheren
Rechtsbeschrankungen als in FAR
52.227-19(c)(1-2) (Juni 1987)
angegeben. Benutzer der US-
Regierung unterliegen keinen
groBeren Rechtsheschrankungen als
in FAR 52.227-14 (Juni 1987) oder
DFAR 252.227-7015 (b)(2) (November
1995) angegeben, sofern dies auf
beliebige technische Daten zutrifft.

Sicherheitshinweise

Der Hinweis VORSICHT weist auf eine
Gefahr hin. Er macht auf einen
Betriebsablauf oder ein Verfahren
aufmerksam, der bzw. das bei
unsachgemaRer Durchfiihrung zur
Beschadigung des Produkts oder zum
Verlust wichtiger Daten fiihren kann.
Setzen Sie die Arbeit nur dann fort,
wenn Sie die im Hinweis VORSICHT
angegebenen Bedingungen vollstandig
verstanden und erfillt haben.

Eine WARNUNG weist auf eine
Gefahr hin. Sie macht auf einen
Betriebsablauf oder ein Verfahren
aufmerksam, der bzw. das bei
unsachgemaBer Durchfiihrung zu
Verletzungen oder zum Tod fiithren
kann. Setzen Sie die Arbeit nur dann
fort, wenn Sie die im Hinweis
WARNUNG angegebenen
Bedingungen volistiandig verstanden
und erfiillt haben.
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Anforderung der Installation des ICP-OES

Anforderung der Installation des ICP-OES

Alle notwendigen Vorbereitungen wurden abgeschlossen. Bitte
fithren Sie die Installation so bald wie moglich durch. Mir ist
bekannt, dass zuséatzliche Kosten im Rahmen der Installation anfallen
koénnen, falls der Standort des Gerétes nicht geméfd den in diesem
Handbuch aufgefithrten Anweisungen vorbereitet ist.

Firma:

Firmenanschrift:

Name:

Position:

Telefon:

Gewlinschtes Installationsdatum:

Unterschrift:

Datum:
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Checkliste fiir die Geratestandortvorbereitung

Checkliste fiir die Geratestandortvorbereitung

Der geplante Standort des Gerites muss alle Anforderungen erfiillen,
bevor Sie die Installation anfordern. Bitte stellen Sie sicher, dass jede
in der Tabelle genannte Voraussetzung erfiillt ist, und setzen Sie
dann ein Hakchen in das entsprechende Késtchen. Vergleichen Sie
die gelieferten Teile mit der mitgelieferten Versandliste.

Anforderungen

Der vorgesehene Installationsbereich erfiillt alle relevanten Sicherheitsbestimmungen.

Labortemperatur liegt konstant im Bereich von 15-30 °C

Labor ist keiner iibermaRigen (Fein-)Staubbelastung ausgesetzt.

Luftkiihlungssystem ist eingerichtet (falls erforderlich).

Anforderungen an den Arbeitstisch sind erfiillt.

Der Arbeitstisch bietet gentigend Platz fiir alle Komponenten.

Der Arbeitstisch ist fir das Gewicht des Systems ausgelegt.

O ooooooono

Wenn der Computer selbst gestellt wird: PC ist aufgestellt, Microsoft Windows 7 Professional
64-Bit SP1 oder Microsoft Windows 10 Professional ist installiert und der Drucker ist eingerichtet.

O

Das Abluftsystem entspricht den Anforderungen und ist installiert.

O

Stromversorgung und Steckdosen sind vorhanden und entsprechen den Anforderungen.

Gasversorgung (mit angegebener Reinheit) ist vorhanden, Druckminderer und Leitungen fiir Argon und O
sonstige zugelassene zusétzliche Gase sind installiert.

Anschliisse fiir Wasserkiihler/Kiihlwasserkreislaufsystem und die zugehdrige Stromversorgung sind installiert |
(wenn der Umlaufkiihler nicht von Agilent erworben wird).

O

Ein geeigneter Behalter fiir den chemischen Abfall ist vorhanden.

Gekauftes Zubehor

SPS 4 Automatischer Probengeber

SPS 3 Automatischer Probengeber

Schaltventilsysteme AVS 4, AVS 6 und AVS 7

SVS 2+ Schaltventil

Hydrid- und Kaltdampfzubehoér VGA (Vapor Generation Accessory)

5-Kanal-Peristaltikpumpe

Filter fur Kthllufteinlass

Leitungsadapter fir externe Kihlluftzufuhr

MSIS (Multimode Sample Introduction System)

Argonbefeuchter (ASA, Argon Saturator Accessory)

Ooojooojoooloo

Temperaturprogrammierbare IsoMist-Spriihkammer
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Sicherheitshinweise und Gefahren
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Abwéarme

Gefahren
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, Dampfe und Abgase

Vom Plasma erzeugte Abwarme, Ozon, Dampfe und Abgase konnen
gefahrlich sein und miissen iiber ein Abluftsystem abgefiihrt werden.
Sie miissen dafiir sorgen, dass ein geeignetes Abluftsystem (wie im
Standortvorbereitungshandbuch, S. 23, angegeben) vorhanden ist.
Das System muss die Abluft gemafR den lokalen Bestimmungen nach
aufRen leiten, niemals in das Gebaudeinnere. ["Jberprﬁfen Sie das
Abluftsystem regelméaRig durch Rauchtests, um seine richtige
Funktion sicherzustellen. Das Abluftsystem muss stets vor Ziinden
des Plasmas eingeschaltet werden.

durch komprimiertes Gas

Alle komprimierten Gase (aufler Luft) konnen eine Gefahr darstellen,
wenn sie in die Umgebung gelangen. Auch kleine Undichtigkeiten im
Gaszufuhrsystem konnen gefihrlich sein. Jedes Leck (Luft oder
Sauerstoff ausgenommen) kann zu einer sauerstoffarmen
Atmosphéare und damit zur Erstickung fiihren. Der Bereich, in dem
Gasflaschen gelagert werden, und die Umgebung des Instruments
miissen geniigend beliiftet werden, um eine Anreicherung von Gasen
zu verhindern.

Gasflaschen mussen immer nach den lokal geltenden
Sicherheitsbestimmungen installiert, gelagert und gehandhabt
werden. Gasflaschen diirfen nur stehend verwendet und gelagert
werden und miissen immer gesichert werden (Sicherung an einem
Gebaudeteil oder durch einen geeigneten Gasflaschenstinder). Der
Transport von Gasflaschen darf nur in einem geeigneten
Transportwagen erfolgen.



Sicherheitshinweise und Gefahren

Verwenden Sie nur zugelassene Druckminderer und
Schlauchanschliisse (beachten Sie die Vorgaben des Gaslieferanten).
Verwenden Sie fiir das Spektrometer nur Gase geeigneter Reinheit
(fiir Spektrometrie oder Analytik).

Tragen Sie bei Einsatz tiefkalter Gase (z. B. fliissiges Argon) immer
geeignete Schutzkleidung und -handschuhe, um schwere
Kilteverbrennungen zu verhindern.

Gefahren durch Elektrizitat

Bei Anschluss des Agilent ICP-OES an eine Spannungsversorgung,
die nicht mit einem Schutzleiter versehen ist, besteht fiir den
Anwender die Gefahr eines Stromschlages und das Gerit kann
beschidigt werden. Auch bei Unterbrechung des Schutzleiters
innerhalb oder aufRerhalb des Agilent ICP-OES oder durch
Manipulationen am Schutzleiter des Netzkabels besteht die Gefahr
eines Stromschlages und das Gerit kann beschidigt werden.

Sonstige VorsichtsmalRnahmen

Der Lufteinlass von Spektrometer und Zubehor muss frei sein und
darf nicht blockiert werden. Liiftungsgitter an Spektrometer und
Zubehor dirfen nicht verstellt oder abgedeckt werden. Die
spezifischen Liiftungsanforderungen Ihres PCs, Monitors, Druckers
und Wasserkiihlsystems entnehmen Sie bitte den mitgelieferten
Handbiichern.

Das Spektrometer wiegt etwa 106 kg. Um Verletzungen von Personen,
Schiden am Gerat oder sonstige Sachschiaden zu vermeiden,
verwenden Sie immer geeignete Hebevorrichtungen, um das Gerat zu
bewegen.

M Wenn alle genannten Sicherheitshestimmungen erfiillt sind, haken Sie folgendes
Checklistenfeld ab: Der vorgesehene Installationsbereich erfiillt alle relevanten
Sicherheitsbestimmungen.

8 Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Einfiihrung

o0 @ @® ® ¢ - ) Einfiihrung

Diese Publikation enthilt Informationen tiber Maffnahmen und
Standortbedingungen, die als Vorbereitung zur Installation eines
Agilent ICP-OES erforderlich sind.

Bitte fiillen Sie nach Abschluss der Standortvorbereitung die
Checkliste auf Seite 4 aus (unzutreffende Angaben streichen) und
senden Sie diese Checkliste an Ihren Ansprechpartner bei Agilent
oder Thre nichste Agilent-Niederlassung. Sobald die Checkliste
eingetroffen ist, wird sich Agilent mit Thnen in Verbindung setzen,
um einen Installationstermin abzustimmen.

Falls bei der Vorbereitung der Installation Probleme oder Fragen
auftreten sollten, oder wenn Sie Details zu Anwender-Schulungen
benotigen, wenden Sie sich bitte an IThren Ansprechpartner fiir
Vertrieb oder Kundendienst bei Agilent.

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Einfiihrung
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Installationsrichtlinien

Fir die Installation und Einfithrung Ihres Agilent ICP-OES durch
einen Agilent-Mitarbeiter planen Sie bitte mindestens einen Tag ein.

Installation und Einfiihrung beinhalten:

Spektrometerinstallation

Anschluss der Wasserkiithlung

Installation und Registrierung der Instrumentsoftware
Zubehorinstallation

ﬂberprﬁfung der Spektrometerinstallation durch entsprechende
Tests

Anwenderschulung (Einweisung, grundlegende Bedienung)

Ubersicht der Pflege- und Wartungsarbeiten

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laborumgebung

@® ® ¢ - 3 laborumgebung
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Umgebun

Agilent 5100 und

gshedingungen

Das Agilent ICP-OES ist nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen
geeignet und als Geriat der Kategorie Klasse I klassifiziert.

Installationskategorie

Die Installationskategorie ist II auf Basis von IEC61010-1 und bezieht
die Vorschrift fiir StoRspannungsfestigkeit mit ein. Sie wird auch als
,Uberspannungskategorie bezeichnet. ,II* gilt fir elektrische Gerite
mit einer Nennspannungsversorgung von bis zu 300 V.

Elektrische Resistenz gegen Oberflachenverschmutzung

Die elektrische Resistenz gegen Oberflichenverschmutzung (,pollution
level“) entspricht Kategorie 2 und basiert auf IEC61010-1. Sie
beschreibt die Beeinflussung der elektrischen Uberschlagsfestigkeit
durch Festkorper, Fliissigkeiten oder Gase in der Umgebung des
Systems. ,2“ gilt bei normaler Innenraumatmosphére, wo nur eine
nichtleitende Oberflichenverschmutzung auftritt.

5110 ICP-0ES Standortvorbereitungshandbuch 11



Laborumgebung

Tabelle 1. Geeignete Umgebungsbedingungen fiir ICP-OES Gerate

Bedingung Hohe Temp. (°C) Luftfeuchtigkeit (%RH)
nicht kondensierend

AuBer Betrieb 0-3000 m 5-60 15-85

(Lagerung)

Betrieb innerhalb 0-3000 m 15-30 20-80

der Spezifikationen

Temperaturregelung

Die Regelung der Umgebungstemperatur durch Klimatisierung wird
dringend empfohlen.

Firr optimale Analyseleistung sollte die Umgebungstemperatur des Labors
zwischen 20 und 25 °C liegen und wahrend des gesamten Arbeitstags eine
maximale Abweichung von +2 °C aufweisen.

Das ICP-OES-Spektrometer erzeugt maximal 870 Watt (Joule pro
Sekunde) bzw. 3132 Kilojoule pro Stunde.

Der Umlaufkiihler erzeugt maximal etwa 2000 Watt (Joule pro
Sekunde) bzw. 7200 Kilojoule pro Stunde.

M Wenn alle Temperaturanforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld
ab: Labortemperatur liegt konstant im Bereich von 15-30 °C.

Reinheitsanforderungen

Der zum Betrieb eines Agilent ICP-OES Systems vorgesehene Bereich
muss frei sein von Zugluft sowie Vibrationen, und darf keine
korrosiven Gase/Ddmpfe enthalten. Die Umgebung sollte staubfrei
sein und eine geringe Luftfeuchtigkeit aufweisen.

Die Bereiche fiir Probenvorbereitung und die Lagerung von
Reagenzien und Material sollten sich in getrennten Raumen befinden.

Die Staubentwicklung sollte auf weniger als 36.000.000 Partikel
(0,56 Mikrometer oder grofler) pro Kubikmeter Luft begrenzt sein,
was etwa einer sauberen Biiroumgebung entspricht.

Wenn alle Reinheitsanforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
Labor ist keiner iberméaRigen (Fein-)Staubbelastung ausgesetzt.

12 Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laborumgebung

Kiihlluftzufuhr des ICP-OES

Das Agilent ICP-OES benétigt saubere, trockene, nicht korrosive
Luft zur Kiihlung. Sie wird dem Instrument iiber einen oben links
befindlichen Lufteinlass zugefiihrt. Der Einlass verfiigt tiber einen
Staubfilter, um Partikel aus der Umgebungsluft auszufiltern.

Die Luftzufuhr wird zum Kiihlen des HF-Generators und der
elektronischen Komponenten des Instruments verwendet. Mehrere
dieser Baugruppen enthalten korrosionsanféllige Teile. Die Zufuhr
von mit Sduredidmpfen oder sonstigen korrosiven Substanzen
kontaminierter Kiithlluft kann das Gerat beschadigen.

Bei Anwendungen, wo die Gerdteumgebung einer Belastung durch
hochkorrosive Substanzen ausgesetzt ist, sollte ein externes
Luftzufuhrsystem eingesetzt werden. Es ist hierbei notwendig, dass
die Kihlluft aus einem Bereich mit kontrollierten
Umgebungsbedingungen zugefiihrt wird, der weit genug entfernt vom
Abzugssystem des Gerates und von anderen Bereichen ist, wo
korrosive Substanzen gelagert oder verwendet werden. Fiithren Sie
dem Instrument in einem klimatisierten Labor keine feuchte, warme
Luft zu.

Das Kiihlluftsystem mit Abzugshaube, Liifter, Leitungssystem und
Zufuhrhaube muss am Einlass des Instruments einen Luftstrom von
mindestens 4 m?/min erzeugen, wenn das Leitungsadapter-Kit fiir
den externen Einlass (External Inlet Duct Adaptor Kit, G8010-68002)
verwendet wird. Das Leitungssystem sollte korrosionsbestandig und
feuerfest sein.

Wenn eine externe Kihlluftzufuhr verwendet werden soll, muss ein
Leitungsadapter-Kit fiir den externen Einlass (s.o.) fiir das Instrument mitbestellt
werden.

Wenn alle Anforderungen an die Zufuhr der Kihlluft fir das Instrument erfillt sind,
haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Luftkiihlungssystem ist eingerichtet.

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 13



Laborumgebung

Arbeitstisch

14

Das Agilent ICP-OES ist ein optisches Prizisionsinstrument. Der
Arbeitstisch muss vibrationsfrei sowie stabil sein und das Gewicht
des gesamten Systems einschlief3lich der Zubehore tragen konnen.
Die Tischplatte muss so grof3 sein, dass eine ausreichende
Luftzirkulation um das Gerit und die einzelnen
Zubehérkomponenten gewahrleistet ist.

Die in der Tabelle ,MafRe und Gewichte“ enthaltenen Informationen
erleichtern die Planung. Mobile oder halbstationire Transportwagen
konnen als Arbeitstische fiir das Spektrometersystem verwendet
werden, allerdings sollten die Rider blockiert werden. Zubehor, wie
Autosampler (SPS), PC und Drucker kann auf einem separaten Tisch
oder Wagen aufgestellt werden. Ein speziell konstruierter Rollwagen
fiir den SPS ist bei Agilent erhéltlich.

Um Schaden nach Verschiitten von Probenmaterial zu verhindern,
sollte die Platte des Geritetisches mit einem korrosionsbestindigen
und fir Fliissigkeiten undurchlissigen Material iberzogen sein. Um
bequeme Arbeitsbedingungen zu schaffen und miithelosen Zugang
zum Probenzufuhrsystem des Instruments zu erméglichen, sollte die
Hohe des Arbeitstisches etwa 900 mm betragen, vgl. hierzu Abb. 1.

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laborumgebung

B i

Héhe des
Arbeitstisches —_—
900 mm

— Breite des Arbeitstisches
1.200 mm L

Abb. 1. Arbeitstisch des Instruments

Standort

Der Standort des Geritetisches sollte einen leichten Zugang von allen
Seiten ermoglichen.

Stellen Sie das Geréat so auf, dass der Netzschalter auf der linken
Seite miihelos erreichbar ist und das Netzkabel miihelos abgezogen
werden kann. Um eine leichte Routinewartung und Servicearbeiten
zu ermoglichen, sollte an den Seiten des Spektrometers mindestens
400 mm und an der Riickseite etwa 30 mm Platz zur Verfiigung
stehen. Lassen Sie an der vorderen und der linken Seite des
Instruments gentligend Platz, um jederzeit die beiden
Netzhauptschalter einfach bedienen zu konnen.

Das ICP-OES System sollte nicht in der Nahe einer Eingangstiir, eines
Fensters oder in einem Bereich aufgestellt werden, an dem Zugluft
Temperaturschwankungen der Umgebung hervorrufen kann.

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 15



Laborumgebung

Die folgenden Diagramme zeigen die relativen Abmessungen des
Instruments und den fiir Wartungsarbeiten benétigten Freiraum.
Diese Abmessungen sollten Sie wihrend der
Installationsvorbereitung Ihres Spektrometers beriicksichtigen.

Der Standort des Arbeitstisches kann abhingig sein von der Position
des Abzugssystems, das zur Absaugung von Abgasen und Dampfen
aus dem Probenraum des Spektrometers erforderlich ist (siehe
Abschnitt 5).

Abluftabzug ist tiber flexible

Leitung mit Gerateabzug &
verbunden.

(150 mm Durchmesser)

=

e ———— =

Abzughéhe:
940 mm Gber
Arbeitstischplatte

Geratebreite 800 mm

Abb. 2. Vorderansicht des Instruments

16 Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Hinterer Freiraum 30 mm §

Seitlicher
Freiraum

400 mm

560 mm
von der
Mitte des
Abzugs
bis zur
Rickseite

Lufteinlass

Abluft-
abzug

Seitlicher
Freiraum
400 mm

-

220 mm
von der

Mitte des
Abzugs
bis zur
Seite

Abb. 3. Aufsicht des Instruments

Gaszufuhr-
schlauch

Kihlwasser-

schlduche

t Abluft

l Lufteinlass

§
w H L
j\‘- il L
| t A ] L " 1
rl Laftungsschlitze 4

Abb. 4. Riickansicht des Instruments

Netzkabel

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch
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Geratetiefe
740 mm
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Laborumgebung

M
M

M

fir alle Komponenten.

Wenn alle Vibrations- und Standortanforderungen an den Arbeitstisch erfillt sind,
haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Anforderungen an den Arbeitstisch sind erfiillt.

Wenn alle die Abmessungen betreffenden Anforderungen an den Arbeitstisch erfllt
sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Der Arbeitstisch bietet geniigend Platz

Wenn alle die Gewichtsbelastung betreffenden Anforderungen an den Arbeitstisch
erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Der Arbeitstisch ist fir das

Gewicht des Systems ausgelegt. Informationen zu Gewicht und Abmessungen siehe

Seite 19.

PC-Anforderungen

Die Minimalkonfiguration ist zur Ausfithrung der Software
mindestens erforderlich. Diese PC-Konfiguration wird
moglicherweise gar nicht mehr produziert, aber vielleicht méchten
Sie einen bereits vorhandenen PC nutzen. Wenn Sie einen neuen PC
einsetzen wollen, sollten Sie (mindestens) die empfohlene

Konfiguration verwenden.

Tabelle 2. PC-Anforderungen

Minimum Empfohlen

2-GHz-64-Bit-(x86)-Quad-Core-Prozessor oder hoher

3,2-GHz-64-Bit-(x86)-Quad-Core-Prozessor oder
héher

4 GB Systemspeicher

8 GB Systemspeicher

120-GB-Festplattenlaufwerk mit mindestens 15 GB
verfligharem Speicherplatz

500-GB-Festplattenlaufwerk

DVD-ROM-Laufwerk

DVD-ROM-Laufwerk

Bildschirmauflésung 1.280 x 768 mit 96 dpi

24"-Bildschirm mit minimaler Bildschirmauflosung
von 1.920 x 1.080 mit 96 dpi

Ethernet-Port

Ethernet-Port

Zwei USB 2.0-Ports

4 USB 3.0-Ports
6 USB 2.0-Ports

Windows 7 Professional 64 Bit oder Windows 10
Professional 64 Bit

Windows 7 Professional 64 Bit oder Windows 10
Professional 64 Bit

Statt der oben aufgefithrten PC-Komponenten kénnen z. B.
hinsichtlich Prozessortyp, Grof3e des Arbeitsspeichers,
Bildschirmgrofde und -auflésung leistungsstiarkere Alternativen

eingesetzt werden.
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Da dieses Spektrometer relativ grofR ist und mit Sorgfalt behandelt
werden sollte, ist es ratsam, dass der Transport vom Entladepunkt
zum Standort des Gerates im Labor von Fachkriften (z. B.
Transportunternehmen) durchgefitihrt wird. Thre zustandige Agilent
Verkaufs- und Serviceniederlassung kann bei Bedarf eine Firma
empfehlen, die sich auf den Transport wissenschaftlicher
Préazisionsinstrumente spezialisiert hat.

Offnen Sie nicht die Transportverpackungen, die das ICP-OES oder Zubehér
enthalten, es sei denn, der Agilent Servicetechniker hat Sie dazu aufgefordert.

Fir die erforderlichen Freirdume muss auch der Platzbedarf ggf. zum
Transport des Gerites eingesetzter Hebevorrichtungen (z. B.
Gabelstapler, Palettenhubwagen oder andere Transportwagen)
bertiicksichtigt werden.

Gewichte und MaRe
Tabelle 3. Gewichte und Malie

Systemeinheit Breite Tiefe Hohe Gewicht
Agilent ICP-0OES Instrument 800 mm 740 mm 940 mm 106 kg
Transportmalie 945 mm 910 mm 1.225 mm 152 kg
PC (typisch) 450 mm 770 mm 520 mm (K-A)
Drucker (typisch) 500 mm 650 mm 200 mm (K-A)
Agilent Umlaufkihler 368 mm 702 mm 575 mm 82 kg
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SPS 4 Automatischer Probengeber 600 mm 363 mm 510 mm 15 kg
SPS 3 Automatischer Probengeber 490 mm 285 mm 510 mm 15 kg
Rollwagen fiir SPS 3 und SPS 4 580 mm 412 mm 400 mm
Schaltventilsysteme AVS 4, 6 und 7 170 mm 190 mm 100 mm 1.4 kg
SVS 2 Plus 54 mm 110 mm 177 mm 620 g
Schnellansaugpumpe fiir SVS 2+ 122 mm 170 mm 97 mm 0,96 kg
VGA (inklusive Montagehalterung) 385 mm 340 mm 195 mm 6 kg
IsoMist 100 mm 195 mm 120 mm 2 kg

m Hohes Gewicht

Das Agilent ICP-OES wiegt etwa 106 kg. Um Verletzungen von Personen oder
Sachschiaden zu vermeiden, benutzen Sie zum Transport des Gerates immer
eine geeignete Hebevorrichtung/Hubwagen.

Aufstellung in Gebieten mit Erdbebengefahr

Setzen Sie, falls erforderlich, geeignete Halteklammern in die
vorgesehenen Montageschlitze ein, versehen Sie die Tischplatte mit
passenden Bohrungen und sichern Sie die Halteklammern mit
Schrauben.

Halteklammern zum Schutz vor Verrutschen bei Aufstellung in Gebieten mit
Ergbebengefahr werden nicht von Agilent geliefert. Diese Teile miissen durch
den Kunden bereitgestellt werden.

20
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A
3mm <,
Halteklammer
L (Beispiel)

Abb. 5. Schlitze fur Halteklammern zum Schutz vor Verrutschen bei Aufstellung in Gebieten mit
Ergbebengefahr
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Diese Seite bleibt absichtlich leer.
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Abluftsystem

Der Abluftkamin des Agilent ICP-OES sollte direkt mit dem
Abluftsystem verbunden sein, iiber den die Abluft mittels eines
Luftermotors abgesaugt und nach aufden geleitet werden kann.

Die Installation des Abluftsystems muss allen Richtlinien und/oder
gesetzlichen Vorschriften der lokalen Behérden entsprechen, die fir
die Kontrolle von Labor- und Arbeitsplatzausstattungen
verantwortlich sind.

Das Abluftsystem mit Abzug, Leitungssystem und externem Auslass
muss folgende Anforderungen erfiillen:

Minimaler Fluss: 2,5 m®/min bei 2,4 m/s
Maximaler Fluss: 6,0 m?/min bei 5,7 m/s
Die Liiftungsleitung muss einen ID von 150 mm haben.

Es miissen flexible Leitungen verwendet werden, die sich bei der
Wartung des Gerits leicht entfernen lassen.

Der Abluftstrom muss, solange das Plasma eingeschaltet ist,
kontinuierlich sein. Der Abluftstrom muss stabil sein und darf
hochstens Fluktuationen von £ 5 % aufweisen.

Der Liifter sollte mindestens 2 Meter von der Oberkante des
Geratekamins entfernt sein.
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Der Schalter zur Liiftersteuerung sowie die
Betriebsanzeigeleuchte sollten sich in einer Position befinden, an
der der Bediener des Instruments die Anzeige im Blickfeld hat
und den Schalter bedienen kann.

Die Abluftleitung sollte korrosionsbestindig und feuerfest sein
und es sollten sich keine Feuermelder, Sprinklerdiisen und
sonstige hitzeempfindlichen Geréte in ihrer Nahe befinden.

Der Auslass des Abluftsystems muss mit einer Riickschlagklappe
ausgestattet sein und die Position des Auslasses darf sich nicht
in der Nahe von Tiiren, Fenstern und Heizkoérpern oder
Klimaanlagen befinden.

Die Abluftleitung sollte direkt an den Abluftauslass von 1560 mm
Durchmesser angeschlossen werden. Falls jedoch eine
Abzugshaube verwendet werden soll, muss diese mit méglichst
kleinem Abstand zum Abluftauslass des Geréates installiert
werden. Der Abstand darf nicht grof3er sein als 1,5 cm.

Der Abluftabzug sollte
Uber eine flexible Leitung
angeschlossen werden.

== 4

Abzughéhe
210 mm

.

T

B A s —

Geratehohe Gesamte
730 mm Gerédtehdhe
940 mm

Geréatebreite 800 mm

Abb. 6. Position von Spektrometer und Abzug

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch



Laboreinrichtungen

Die Komponenten des Abluftsystems oder ein entsprechendes Kit
konnen auch bei Agilent bestellt werden. Andernfalls ist der Kunde
fiir die Bereitstellung der Leitungen zwischen dem Gerat und dem
Laborabzugssystem verantwortlich.

Um den jeweiligen ortlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen,
werden Schalter, Regeleinrichtungen und Kontrollleuchten nicht von
Agilent geliefert.

Tabelle 4. Spezifikationen Liftermotor

Spannung 240 Volt einphasig 115 Volt einphasig
Stromstarke 045A 07A
Frequenz 50 Hz 60 Hz
Leistungsaufnahme 74 W 51w
Drehrichtung Gegen den Uhrzeigersinn

(Wellenende)
Nominelle U/min = 1.600

Wenn alle Abluftanforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab: Das
Abluftsystem entspricht den Anforderungen..

Spannungsversorgung

Die Installation der Spannungsversorgung muss den Richtlinien
und/oder gesetzlichen Vorschriften der lokalen Behorden fiir den
Einsatz elektrischer Energie am Arbeitsplatz entsprechen.

Als Spannungsversorgung fiir das Agilent ICP-OES, Zubeho6r und den
Umlaufkiihler ist 3-adriger Einphasen-Wechselstrom vorzusehen
(Phase, Nullleiter, Schutzleiter bzw. zweimal Phase und Schutzleiter).
In der Reichweite jedes Netzkabels des Systems sollte eine
entsprechende Steckdose vorhanden sein. Der Einsatz von
Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabeln wird nicht
empfohlen. Wenn sich in der Nahe des gewilinschten Standorts des
Gerats keine Steckdose befindet, die mit dem Standardnetzkabel
erreicht werden kann, sollten vom Elektriker zusitzliche Steckdosen
eingebaut werden. Andernfalls sollte das Gerat ndher bei einer
vorhandenen Steckdose aufgestellt werden.

Die Wandsteckdose fiir das Agilent ICP-OES muss einen Schutzleiter
besitzen.
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Jede Systemkomponente, wie Umlaufkiihler, Autosampler oder
Drucker sollte an einem separaten (individuell durch Sicherungen
oder Schutzschalter abgesicherten) Stromkreis angeschlossen
werden.

Vermeiden Sie die Spannungsversorgung aus Quellen, die
elektrischen Stérungen durch andere Verbraucher (z. B. grofle
Elektromotoren, Aufziige, Schweifdgerite und Klimaanlagen)
ausgesetzt sein konnten.

Anforderungen fiir die Stromversorgung

Tabelle 5. Systemspezifikationen fiir die Stromversorgung

Systemeinheit Erforderliche Maximale Nennleistung
Versorgungsspannung Leistungsaufnahme
Spektrometer 200-240 VAC einphasig 200-220V,15A 2,9 kVA
50 Hz-60 Hz 230-240 V, 13 A
PC, Monitor und Drucker 100-127 VAC 10A 1000 VA
200-240 VAC bA 1000 VA
Umlaufkiihler G8481A 220-240 VAC, 50 Hz 89A 2140 VA
120 VAC, 60 Hz 16 A 1920 VA
Umlaufkiihler G8489A 240 VAC, 50 Hz 12,2 A 2900 VA
208-230 VAC, 60 Hz 122A 2900 VA
SPS 4 Automatischer 100-240 VAC, 47-63 Hz, 15 A 24VDC, 25A
Probengeber
SPS3 100-240 VAC, 5060 Hz <1A ~220 VA
Probenvorbereitungssystem
Serie ASX-500 85-264 VAC <1A 40 VA
Automatischer Probengeber
VGA 77 100 oder 120 VAC 24 VA

220 VAC (entspricht 230 VAC) oder
240 VAC (entspricht 230 VAC)

Frequenz 49-61 Hz
SVS 2+ 100-240 VAC, 50-60 Hz 1.8A
IsoMist 100-240 VAC, 50-60 Hz 2A
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Spezifikation der Einphasen-Stromversorgung

Das Agilent ICP-OES bendétigt eine Einphasen-Netzspannung von 200-
240 VAC (50-60 Hz). Die maximale Leistungsaufnahme betragt 15 A
RMS bei 200 bis 220 V und 13 A bei 230-240 V (2,9 kW) mit einem
Leistungsfaktor von etwa 0,99. (Querphasenverbindung zum
Erreichen der angegebenen Versorgungsspannung ist moglich).

Netzstecker und -kabel

Das Agilent ICP-OES wird mit einem passenden Netzkabel fir das
Land ausgeliefert, in dem das Gerit bestellt wurde. Abbildungen der
verfiigbaren Netzkabel siehe Anhang A.

Ersetzen Sie das Netzkabel bei Bedarf nur durch ein den Angaben
entsprechendes Kabel (siehe Anhang A).

Wird ein Geréat nicht in dem Land installiert, wo die Bestellung aufgegeben
wurde, sondern an einem anderen Land, fiir den andere elektrische
Spezifikationen gelten, dann muss dies in der Bestellung vermerkt werden. Ein
besonderer Hinweis ist auch dann erforderlich, wenn die Spannungsversorgung
am Standort vom landestypischen Standard abweicht.

m Achten Sie darauf, dass die mit dem Agilent ICP-OES gelieferten Netzkabel
fiir Ihr Land und lhren Standort geeignet sind, bevor Sie diese benutzen.

Wenn alle elektrischen Anforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld
ab: Stromversorgeung und Steckdosen sind vorhanden und entsprechen den
Anforderungen.
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Gasversorgung

Mit einem Agilent ICP-OES konnen Argon und Stickstoff in fliissigem
oder gasformigem Zustand verwendet werden. Agilent empfiehlt den
Einsatz von Flissiggasen, die reiner, einfacher in der Handhabung
und billiger pro Volumeneinheit sind. Ausfiihrlichere Informationen
zu den Lagerbedingungen fiir die erforderlichen Gase sowie die
Abdampfrate fiir 6rtliche Typen von portablen Fliissiggasflaschen
erhalten Sie von den zustindigen lokalen Behérden und Threm
Gasversorger.

Tabelle 6. Anforderungen an die Gasversorgung
Komponente Gas

Plasma, Zerstauber, Spilung der Voroptik ~ Argon

Polychromator-Einheit Argon oder Nitrogen (zugefiihrt mit dem
optionalen Kit fiir die Stickstoffspiilung)

Zur Gewahrleistung der Sicherheit muss der Anwender (oder
sonstiges autorisiertes Personal) die Gas- und
Fliissigkeitsverbindungen, die er wihrend Installation, Normalbetrieb
oder Wartung benutzt, mit geeigneten Leck-Tests auf Dichtigkeit
uberpriifen.

Tabelle 7. Spezifikationen fir Argon und Stickstoff

Argon GCA 580  Stickstoff (falls Stickstoff zum Optionales Gas (falls fiir
Spiilen des Polychromators Applikation erforderlich) CGA

verwendet wird) CGA 580 540
Reinheit 99,995 % 99,995 % 99,995 %
Sauerstoff <5 ppm <5 ppm Sauerstoff 20 %, Argon 80 %
Stickstoff (nur Argon) <20 ppm
Wasserdampf <4 ppm <4 ppm
Zulassiger Druckbereich® 500-600 kPa (73-88 psi)
Empfohlener Druck* 550 kPa (80 psi), regulierbar

*Wahrend Abgabe erforderliche Gasfliisse, CGA: Standard der Compressed Gas Association
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Tabelle 8. Typische Flussraten fiir das Agilent ICP-OES

Argon (mit Argon als Spiilgas)  Stickstoff (als Spiilgas)

Standby-Modus 0,70 I/min Stickstoff 0,8 I/min
Betrieb (Minimum-Maximum) 13,4-26,0 I/min Argon 12,7-22,3 |/ min
(Plasma ein) Stickstoff 0,8-4,4 1/min

Das Agilent ICP-OES wird mit drei PVDF-Gaszufuhrschlduchen je 3 m
geliefert, die mit 1/4-Zoll-Swagelok-Muttern sowie Schneid- und
Klemmring ausgestattet sind.

Die Anschlussstiicke fiir Druckminderer und Gasregler muss der
Kunde selbst beschaffen. Alternativ kann ein Kit mit
Anschlussstiicken bei Agilent Technologies bestellt werden.
Bestellinformationen finden Sie auf der Agilent Website unter
www.agilent.com.

Die Verbindungsleitung von der Gasversorgung bis zu einem
Absperrventil muss vom Kunden installiert werden.

Bei Verwendung von Druckgasflaschen muss der Kunde geeignete
Druckminderer bereitstellen. Beriicksichtigen Sie bei der Bestellung
den Durchmesser der Gasleitung, 1/4 Zoll (6,4 mm), und auch die
Nummer der Compressed Gas Association (CGA).

Wenn die Option zur Spiilung der Optik mit Stickstoff mitbestellt
wird, werden zuséatzliche Anschlussstiicke zum Anschluss des ICP-
OES an die Gasversorgung mitgeliefert.

Wenn Gase vom Lagerort zum Standort des Gerites geleitet werden
miissen, ist sicherzustellen, dass die Entnahmestellen mit
Absperrventilen sowie geeigneten Manometern und Reglern
ausgestattet sind, auf die der Anwender des Gerates problemlos
zugreifen kann. Die Entnahmestellen sollten sich im Umkreis von 1,5
Metern zum Gerét befinden.

M Wenn alle Gasanforderungen erfiillt sind, haken Sie folgendes Checklistenfeld ab:
Gasversorgung (mit angegebener Reinheit) ist vorhanden, Druckminderer und
Leitungen fiir Argon und sonstige zugelassenen zusétzlichen Gase sind installiert.
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Umlaufkiihler

Das Agilent ICP-OES bendétigt eine Wasserkiihlung. Das Kiihlwasser
ist erforderlich fiir Halbleitergenerator, Arbeitsspule, Kamera-Peltier-
Baugruppe und das axiale Probenkonus-Interface. Die
Wasserzufuhrleitung des Geréts verfiigt tiber einen Partikelfilter und
Sensoren, die den Wasserfluss tiberwachen.

Der Agilent Umlaufkiihler, gefiillt mit Poly-Clear Fluid (G3292-80010)
kann verwendet werden. Er gewahrleistet die kontinuierliche
Versorgung mit einem temperaturgeregelten Kiithlmittel unter
geeignetem Druck und einem Minimum an Wartungsaufwand sowie
Betriebskosten.

Destilliertes Wasser héilt das System sauber. Leitungswasser darf
nicht verwendet werden, da es das System kontaminiert, und
deionisertes Wasser ist zu vermeiden, da es das System korrodiert.

Bei Verwendung von Wasserkiihlern anderer Hersteller als Agilent
sind Informationen fiir geeignete Kithlmittel den Dokumenten zu
entnehmen, die zusammen mit dem Kiihler geliefert wurden.
Wasserkiihler miissen die folgenden Anforderungen erfiillen.

Tabelle 9. Anforderungen an die Wasserkiihlung des Agilent ICP-OES

Kiihlleistung 1400 W fiir Dual-View-Gerate
900 W fur Radial-View-Gerate

Flussrate 2,0 I/min (Minimum)

Empfohlene Vorlauftemperatur 20 °C

Temperaturbereich 15-28 °C

Minimaler Vorlaufdruck 230 kPa (33 psi)

Maximaler Vorlaufdruck 400 kPa (58 psi)

Leitfahigkeit 50-150 uS am Reservoir des Kiihlers
Anschliisse Schlauche mit 5 m Lange, 12 mm 1D, mit %2-Zoll-

NPT-Anschlussstiicken mit AuRengewinde
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Eine Druckregelung wird fur Zufiihrungen empfohlen, bei denen der
Kiithlwasserdruck den maximal zugelassenen Druck von 400 kPa (58 psi)
tberschreiten oder Druckschwankungen unterliegen kann.

Standort

Entnehmen Sie vor der Installation weitere Informationen hierzu der
Dokumentation des Wasserkiihlsystems.

Links und rechts vom Kiihler sowie {iber diesem muss 60 cm Platz
bleiben, damit die Luftzufuhr fiir eine ausreichende Kiihlung
garantiert werden kann.

Die Linge der Schlduche des ICP-OES fiir Vor- und Riicklauf des
Kiihlmittels betragt 5,0 Meter. Der Innendurchmesser des
Riicklaufschlauches betriagt 12 mm. Der Innendurchmesser des
Vorlaufschlauches betragt 12 mm. Das ICP-OES ist mit einem Y2-Zoll-
NPT-Anschlussstiick mit Auf3engewinde zum Anschluss des Agilent
Umlaufkiihlers ausgestattet. Der Kunde ist dafiir verantwortlich,
geeignete Anschlussstiicke bereitzustellen, wenn andere Kiihlsysteme
verwendet werden.

Bitte entnehmen Sie der Agilent Website die Teilenummern zur
Bestellung von zusétzlichen Schliuchen (nach Metern) und Klemmen:
www.agilent.com

M Wenn alle Anforderungen an die Wasserkiihlung erfillt sind, haken Sie folgendes
Checklistenfeld ab: Anschliisse fiir Wasserkiihler/Kiihlwasserkreislaufsystem und die
zugehdrige Stromversorgung sind installiert (wenn der Umlaufkiihler nicht von Agilent
erworben wird).

Abfallbehalter fiir Fliissigkeiten

Das Agilent ICP-OES-System benétigt einen Abfallbehélter zur
Aufnahme von Fliissigkeiten und Dampfen aus Zerstduberkammer
oder Autosampler. Ein fiir den Einsatz mit anorganischen
Loésungsmitteln geeigneter Schlauch ist im Lieferumfang des
Spektrometers enthalten. Fiir den Einsatz organischer Losungsmittel
sind andere, fiir das jeweils verwendete Losungsmittel geeignete
Abfallschlduche erforderlich.

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch 31



Laboreinrichtungen

M

Ein chemisch inerter Behilter (kein Glas, kein Enghalsbehélter), der
mindestens 2 Liter Abfall-Fliissigkeit aufnehmen kann, muss vom
Anwender bereitgestellt werden. Er sollte unterhalb des
Probenraums (oder auf der rechten Seite des Gerites) aufgestellt
werden, wo er durch den Arbeitstisch geschiitzt ist und sich immer
im Blickfeld des Anwenders befindet.

Informationen zur Entsorgung simtlicher Spektrometerabfille
entsprechend den ortlich geltenden Bestimmungen erhalten Sie von
Threm Entsorgungszentrum.

Wenn alle Anforderungen an den Abfallbehélter fir Fliissigkeiten erfiillt sind, haken Sie
folgendes Checklistenfeld ab: Ein geeigneter Behiilter fiir den chemischen Abfall ist
vorhanden.

Richtlinien zur Softwareinstallation

Agilent empfiehlt, den PC zur Steuerung des Gerites zusammen mit
dem Agilent ICP-OES im Paket zu kaufen. Auf dem in diesem Paket
enthaltenen PC ist vom Hersteller bereits das geeignete
Betriebssystem vorinstalliert.

Anweisungen zur Installation des Betriebssystems Microsoft
Windows finden Sie in den mit der Software gelieferten
Handbiichern. Fiir Installation und Funktion des Betriebssystems ist
der Kunde verantwortlich, falls er den PC oder das Betriebssystem
selbst bereitstellt.

Agilent ibernimmt keine Verantwortung fiir einen Verlust von Daten.
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Der Agilent Servicetechniker schlief3t den PC an das Spektrometer an
und installiert auch das gesamte zum Zeitpunkt der Installation
gekaufte Zubehor (sofern es sich um von Agilent zugelassenes
Zubehor handelt). Die Installation der Geratesoftware ist ebenfalls
Teil der Systeminstallation.
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Nihere Anweisungen und Standortanforderungen finden Sie in der
Dokumentation, die mit dem Zubehor geliefert wird.

Empfohlene Gase fiir Hydrid- und Kaltdampfzubehdr VGA (Vapor

Generation Accessory)

Das VGA besitzt einen flexiblen Schlauch mit 6 mm
Innendurchmesser zum Anschluss an einen Standard-
Schlauchverbinder (Stecknippel), der vom Kunden bereitgestellt

werden muss.

Die Gaszufuhr fiir das VGA muss iiber eine getrennt regelbare Leitung erfolgen,
um eine Uberschreitung des maximalen VGA-Einlassdruckes zu verhindern.

Auch im ausgeschalteten Zustand flie3t im VGA Argon mit etwa 45 mL/min. Die
Argon-Leitung zum VGA sollte daher mit einem Absperrventil ausgestattet sein,

um die Gaszufuhr zum VGA komplett abschalten zu kénnen.

Tabelle 10. Anforderungen an die VGA-Gasversorgung
300-400 kPa (42-57 psi)
350 kPa (50 psi)

Bis 100 mL/min

Zulassiger Druckbereich
Empfohlener Druck
Erforderliche Flussrate
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Wichtige Web-Links fiir Kunden

e Weitere Informationen tiber unsere Lésungen finden Sie auf
unserer Webseite unter http://www.chem.agilent.com/en-
US/Pages/HomePage.aspx

¢ Sie benodtigen Informationen zu Ihrem Produkt?
Literaturbibliothek — http://www.agilent.com/chem/library

e Sie wiinschen Hintergrundinformationen? Kundenschulung -
http://www.agilent.com/chem/education

e Sie brauchen technischen Support, FAQs? —
http://www.agilent.com/chem/techsupp

e Sie m6chten Verbrauchsmaterial oder Zubehor bestellen? —
http://www.agilent.com/chem/supplies
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Dieser Anhang zeigt die fiir das Agilent ICP-OES erhéltlichen Netzkabel.
Die Diagramme dienen nur zur Illustration. Das Aussehen des gelieferten
Kabels kann davon abweichen.
USA, Kanada, 250 V, 15 A, NEMA 6-15 (Agilent Teilenummer 8120-8623), Lange 2,5 m
TR —
|
|

T— 1
II|

n /
V).
Nl =

UK, Hongkong, Singapur, Malaysia, C19, 13 A, BS 1363 (Agilent Teilenummer 8120-8620), Lénge 2,5 m

(TS i

=
[ !

',,_J|? ’EZCL E

Schweiz, Danemark, C19, 16 A, 1302 (Agilent Teilenummer 8120-8622), Lange 2,5 m

(Agilent Teilenummer 8120-8619)), Lange 2,5 m

Australien, C19, 16 A, AS 3112
China, C19, 15 A, schnell, GB 1002 (Agilent Teilenummer 8121-0070)), Lange 2,5 m
Argentinien, C19, 16 A, IRAM 2073 (Agilent Teilenummer 8121-0675)), Léange 4,5 m

AT
Ny
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Indien, Siidafrika, C19, 15 A, IS 1293 und IS 6538 (Agilent Teilenummer 8121-
0710)), Lange 2,5 m

Israel, C19, 16 A, Sl 32 (Agilent Teilenummer 8121-0161)), Lénge 2,5 m

Japan, C19, 20 A, NEMA L6-20 (Agilent Teilenummer 8120-6903)), Lange 4,5 m

7 3 ’ ; =\ [

= -——

O

Taiwan, Siidamerika, C19, 20 A, NEMA L6-20 (Agilent Teilenummer 8120-6360)),
Lénge 2,5m
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Europa, Korea, C19, 16 A, CEE7 VII (Agilent Teilenummer 8121-1222)), Lange 2,5

Thailand, 220 V, 15 A, 1,8 M, C19, NEMA 5-15 (Agilent Teilenummer 8121-1301),
Lénge 1,8 m (nicht dargestellt)

Brasilien, C19, 250 V, 16 A, NBR 14136 (Agilent Teilenummer 8121-1787), Lange
2,5 m (nicht dargestellt)

Agilent 5100 und 5110 ICP-OES Standortvorbereitungshandbuch
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Inhalt dieses Handbuchs

In diesem Handbuch wird Folgendes
beschrieben:

e Sicherheitshinweise und Gefahren
e Einfithrung

e Anforderungen an die
Laborumgebung

¢ Informationen zur Lieferung des
Instruments
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